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контроля  качества  оптических  поверх+
ностей.

Известен  интерферометр  для  конт-
роля  оптических  поверхностей,  содер-5
жащий  осветительную  систему,   распо-
ложенные  последовательно  по  ходу
лучей  светоделит'ель ,  объектов,   апла-
натический  мениск  и  регистратор  ин-
терференционной  картины.

Недостатками  иэвестного`  интерФе-

'0

рометра  являются   низкая  точность. кон-
троля,   обусловленная  тем,   что  лучи
света  отражаются  от  когiтролируемой       „
поверхности  только  один  раз,   а  так-
же  сравнительно  высокая  трудоемкость
контроля,  обусловленная  тем,   что  ин-
терференционная   картина   чрезвБічай-
но  чувствительна  к  смещениям  контро-  2o
лируемой  поверхности  относительно  ин-
терфероhtетра .

по  основному   авт.   св.   No  8345oі
известен   интерФер.ометр  для   контроля

2
вогнутых  сФеричесt<и*  поверхностей,     ^
содержащий  осветительную  систему`,  ,
расположенные  последовательно  по  xoL
ду  лучей  светоделитель,  объектов,
апланатический  мениск,  плоское  зер-
кало  с  отверстием  и  регистратор  ин~ ~,
терференционной  картины.

Недостатком  этого  ині.ерФерометра
является  сравнительно  ни§кая  точность
контроля,  обусловленная  тем,  что  лу-
чи  света  отражаются  от  контролируе-
мой  поверхности  только  два  раза.

Цель  изобретения '-  повышение  точ-
ности  контроля.

Указанная  цель  достигается   тем,
что  интерФерометр  снабжен  оптичес-
кой.деталью,  выполненной  в  виде  по-
ловині<и  концентрического  мениска,
первая  по  ходу  лучей  поверхность
которого  оросветленная,  а  вторая `-
зеркальная,  установленной  за  аплана-;
тическим  мениском  так,   что  общий
центр  кривизны  поверхностей  концент-{
рического  мениска  совмещен  .с  Фокусом
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интерФеЬометра,   а  пjіоская  боковая
ііоверхность  половинки  концентричес~
кого  менисі{а  гіроходит  через  оптичес-
кую  ось  интерФерометра.

КрЬме  того,   с  целью  контроля  так-
же  гиперболических  и  вогнутых  эл-
пиптических  поверхностей,   радиус  кри-
визны  эеркальной  поверхности  концент-
рического  мениска  равен  расстоянию
между  геомет.рическими  фокусами  конт-.
рQлируемой  поверхности ,  а  плосі{ое
зеркало  установлено  с  возможностью
вывода  из  хода  лучей.

На  Фиг.   1   приведена  принципиаль-
ная  схема  предлагаемого  интерферо-
метра  при  контроле  сФерической  по-     :
верхности;   на  Фиг.   2  -ход  лучей`при
контроле  гипербоjіической` поверхнос-
ти;   на  фиг.   3  -   ход  лучей  при  конт-
роfіе  эллиптической  поверхности.

ИнтерФеронетр   (Фиг.    1)   с.одержит
jіазер   1,   расположенные  п.оследователь-
но. по  ходу  его .jіучей  микрообъектов
2,   светодеjіитель   3,   объектив  4,   апла-

следовательно  от  контролируемой  по-
верхности   10,   плоского  зеркала  9,'
вновь  от  контролируемой  поверхности
10,   проходит   через   отверстие  зер-

5    кала   9,   отражается  от   зеркального
поt<рытия  8  половинки  7  концентричес-
кого  менисkа,   проходит  рабочУю  ветвь
интеферсіметра  в  обратном  направле-
нии  и  интерФерирует  с  эталонньім  вол-

tO   новым  фронтом  на  светоделительном
покрытии `,6  апjіанатического  мениска  5.
Получаемая  интерференционная  карти-
на  исследуется  с  помощью  регистра-
тора  .11.   Одновременно  в  поле  зре-

і5    ния   регистратора   11   воэникает  интер-
.ференционная   картина,   явjіяющаяся
результатом  взаимодействия  волново-
го  фронта,  отраженного  от  3еркаль-
ного  покрытия``8  половинки  7  I{онцент-

2о   рического  мениска  со  стороны  стекла,
с  этаjіонным  вол`новым  фронтом,   кото-

натический   мениск  5  .сю  светоделителЬ-25
ным  пбкрьітием  6,   оптическую  деталь
в  виде  половинки  7  концентричесt<ого
мениска  с   зеркальным  по1<рьітием  8,
плоское  зер,кало  9  с  отверстием,   усч
тановАенное  в  Фокусе  интерферометра
отражающим  покрытием  к  крн+ролируе-
мой  сферической  поверхности   10,  и
регистратор   11   интерференционной

рая  поэволяет  судить  о  правильности
установки  половинки  7  концеНтричес-
кого  мениска  в  схеме  интерферометра.
в  процессе  контЬоjія.

При  контроле  гиперболических
(ФиГ.   2)   и   вогнутых  эллигtтических•{dtиг.    3)   поверхностей   12   радиус   кри-

визны  зерt{ального  покрытия  8  поло-
3o   винки  7  концентрического  мениск.а  ра-

вен  расстоянию  между  геометрическими
фокусами  контролируемой  поверхности
12,   пjіоское  зеркало  9  выводится  из
хода  лучей,   а  Фокус  интерФерометра
совмещается  с  одним  из  геометричес-
ких  Фокусов  контролируемой  поверх-
ности   12.   При  этом  рабочий  волновой
Фронт  отражается  последовательно  от
одной  гіоловины  t{онтролируемой  поверх-

картиньі.

цен::Н:Зи:::::,С:::е:::::::й9п:л::::Ё   З5
ки  7  концентрического  мениска  сов~
мещены  с  фо:{усом  интерферометра.
Пjіосkая  боі<овая  поверхн.ость  половин-
ки  7  концентрического  мениска  прохо-
дит  через  оптическую  ось  интерферо-
метра.   Центр  кривизньі  контролируемой
повер*ности   10  смещается  перпенди-
куля.рно  оптической  оси  интерфероме--
ра  на  величину,   большую  или  равную
1/4  диаметра  отверстия  плоского  зер-
кала  9.

Интерферометр  работает  следующим

dp   н.Зс"   12,   от  3еркального  покрытия   8
половинки  7  концентрического  менис-

::н:р::::;е:tй  ::в:З%::Ёт:ОТg:И::тем
от  всего  зеркального  покрытия  8.по-

45

Образом.
Излучение  лазера   1   проходит  миі<-

рообъектив  2,   светоделитель   3,   объек-5О
тив  4  и   разделяется  светоделительным
покрытием  6  апjіанатического  мениска
5  на  два  пучка.   Отраженный  от  све-
тоделительного  покрытия  6  пучок  явля-
ется  эталонньім,  а  прошедший  -   рабо-
ііим.   .Вабочий  пучок  проходит  отверс~
тие  в  плоском  зеркале  9  и  попадает
в   рабdчую   вет.вь,   где  отражается   по-

лови.нки  7  концентрического  мениСка
и  далее.проходит  рабочую  ветвь  интер-
ферометра  в  обратной  последователь-
ности .

Снабжение  инт.ерферометра  оптичес-
кой  деталью,  выполненный  в  виде  поло-
винки  концентрического  мениска,   гюз-
воляет  повысит`ь  точность  контроля
благодаря  тому,   что  лучи  света  отра-
жаются ` от  контроIіируемой  поверхности

:;5    не  два,   а   четыре  раза,   кроме  того,
позволяет  контроjіировать   гиперболи-
ческие  и   вогнутые   эллиптичесt<ие  по-
верхhости .
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1.   ИнтерФерометр  для  контроля  вог-
нутых  сФерических. поверхностей  по
авт.   св.   №  83450і,     о   т  л  и   ч   а  ю   -      5
щ  и  й   с  я     тем,   что,   с  целью  повt,Iше-
ния  точности  контроля,  он  снабжен
оптической  деталью,   вьіполненной  в
виде  половинки  концентрического  ме-
ниска,   первая  по  ходу  лучей  поверх-    |О
ность  которого  просветленная,   а  вто-
рая  -зеркальная,   установленной  за
апланатическим  мениском  так,   что
общий  центр  t<риви3ны  поверхностей
концентрического  мениска  совмещен

6
с  Фокусом  интерФерометра,   а  плоск5`я
боttовая  поверхность  половинки  кон-
центрического  мениска  проходит  церез
оптическую  ось  интерФерометра.

2`   ИнтерФерометр  по  п.1,     о  т  -
л  и   ч  а  ю  щ  и  й   с  я     тем,   что,   с  це-
лью  контроля  также  гиперболических
и  вогнутых  эллиптических  гюверхнос-
тей,  радиус  криаизны  зеркальной  по-
верхности  концентрического  менисt<а
равен  расстоянию  между  геометричес-
кими  фокусами  контролируемой  гіоверх-
ности,   а  плоское  зеркало  установjіе-
но  с  возможностью  вывода  иэ  хода  лу-

15     чей.
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